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一、真空氢气烧结炉技术条件：

1.烧结有效区尺寸：≥250×600mm；
2.烧结温度：≥900℃；
3.温度均匀性：≤±3℃；
4.可用气氛：氢气、氮气等；
5.多段程序设置系统；
6.两个热区独立控制；
7.具备尾气处理装置。



二、真空低温控制系统

技术参数
1. 真空系统 （机械泵 + 分子泵 ）极限真空压： < 5x10-7 Torr
2. 制冷系统 -50°C，-40°C，-30°C，-20°C，-10°C
3. 控温精度 ±1°
